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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成30年10月4日(2018.10.4)

【公開番号】特開2016-61289(P2016-61289A)
【公開日】平成28年4月25日(2016.4.25)
【年通号数】公開・登録公報2016-025
【出願番号】特願2015-165398(P2015-165398)
【国際特許分類】
   Ｆ０２Ｋ   3/06     (2006.01)
   Ｂ６４Ｄ  33/10     (2006.01)
   Ｆ０２Ｋ   3/075    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０２Ｋ    3/06     　　　　
   Ｂ６４Ｄ   33/10     　　　　
   Ｆ０２Ｋ    3/075    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月24日(2018.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジェットエンジン（４０）用のナセル（５４）であって、
　気流（４３）を受けるように構成された吸気口（４２）と、
　前記ナセル（５４）の吸気口（４２）に流体連結された予冷器吸気ダクト（１００）を
含む予冷アセンブリ（６０）と
を備え、前記予冷器吸気ダクト（１００）は、前記ジェットエンジン（４０）のコンプレ
ッサ（４４）によって加圧される圧縮気流（４５）から予冷器気流（６５）を受け、前記
予冷器気流（６５）を熱交換器（６６）内に案内するように構成され、前記予冷器吸気ダ
クト（１００）は、
　前記予冷器吸気ダクト（１００）の少なくとも一部を画定し、前記予冷器気流（６５）
を前記熱交換器（６６）内に案内するように成形される流れ案内表面（１４０）と、
　前記予冷器気流（６５）が前記予冷器吸気ダクト（１００）を通って流れるときに、境
界層（８０）の前記流れ案内表面（１４０）からの分離に抵抗するために、前記流れ案内
表面（１４０）に隣接する前記境界層（８０）内部の境界層の流体の流れ（８２）を修正
するように配置されるアクティブな流れ制御デバイス（１５０）と
を備え、前記アクティブな流れ制御デバイス（１５０）は、前記流れ案内表面（１８０）
によって画定される注入穴（１５４）を通して、流れ制御流体流（１５２）を前記境界層
（８０）に注入するように構成される、ナセル（５４）。
【請求項２】
　前記アクティブな流れ制御デバイス（１５０）は、前記予冷器吸気ダクト（１００）を
通る平均予冷器気流（６５）の流速が、少なくとも１００メートル／秒（ｍ／ｓ）であっ
てかつ３５０ｍ／ｓ未満であるときに、前記境界層（８０）の前記流れ案内表面（１４０
）からの分離に抵抗するように構成される、請求項１に記載のナセル（５４）。
【請求項３】
　前記注入穴（１５４）は、スウィーピングジェットの一部を形成する、請求項１または
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２に記載のナセル（５４）。
【請求項４】
　前記アクティブな流れ制御デバイス（１５０）は、前記予冷器気流（６５）が前記予冷
器吸気ダクト（１００）を通って流れているときに、前記流れ制御流体流（１５２）を前
記境界層（８０）に継続的に注入するように構成される、請求項１から３のいずれか一項
に記載のナセル（５４）。
【請求項５】
　前記アクティブな流れ制御デバイス（１５０）は、前記予冷器気流（６５）が前記予冷
器吸気ダクト（１００）を通って流れているときに、前記流れ制御流体流（１５２）を前
記境界層（８０）に断続的に注入するように構成される、請求項１から３のいずれか一項
に記載のナセル（５４）。
【請求項６】
　前記アクティブな流れ制御デバイス（１５０）は、複数の流れ制御流体流（１５２）を
前記境界層（８０）に注入するように構成される、請求項１から５のいずれか一項に記載
のナセル（５４）。
【請求項７】
　機体と、
　請求項１から６のいずれか一項に記載のナセルを有するジェットエンジン（４０）と
を備える航空機。
【請求項８】
　ジェットエンジン（４０）用のナセル（５４）の予冷アセンブリ（６０）の予冷器吸気
ダクト（１００）の流れ案内表面（１４０）からの、境界層（８０）の分離に抵抗する方
法であって、
　流れ案内表面（１４０）を越えてかつ予冷器吸気ダクト（１００）を含む前記ジェット
エンジンの予冷器吸気ダクト（１００）を通して、予冷器気流（６５）を流すこと（２１
０）であって、当該流すことは、流れ案内表面（１４０）に隣接する境界層（８０）を発
生させることを含み、更に前記境界層（８０）は、境界層の流体の流れ（８２）を含む、
流すこと（２１０）と、
　前記境界層（８０）の前記流れ案内表面（１４０）からの分離に抵抗するために、アク
ティブな流れ制御デバイス（１５０）で前記境界層の流体の流れ（８２）を修正すること
（２２０）であって、当該修正することは、前記流れ案内表面（１４０）によって画定さ
れる注入穴（１５４）を通して、流れ制御流体流（１５２）を前記境界層（８０）に注入
すること（２２２）を含む、修正すること（２２０）と
を含む方法。
【請求項９】
　前記注入すること（２２２）は、
　（ｉ）前記予冷器気流（６５）が前記予冷器吸気ダクト（１００）を通って流れている
間に、前記流れ制御流体流（１５２）を継続的に注入することと、
　（ｉｉ）前記予冷器気流（６５）が前記予冷器吸気ダクト（１００）を通って流れてい
る間に、前記流れ制御流体流（１５２）を断続的に注入すること
の少なくとも一方を含む、請求項８に記載の方法。
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